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Кафедра фізики

Електрична лабораторія 
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про виконання лабораторної роботи № 4

Назва роботи: 
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            Bиконав
студент

            Наконечний Іван

            група ТК – 11,  РТФ

            лектор: Рудка М. М.

            керівник лабораторних занять:

м.Львів 2000 р.
Мета роботи:  Визначити опори за допомогою містка Уітсона.

Прилади та матеріали: 

1 – місток Уітсона; 2 – гальванометр; 3 – джерело постійного струму; 4 – магазин опорів; 5- досліджувані резистори; 6 - реохорд.

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:
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Місток постійного струму (місток Уітсона) призначений для точного вимірювання опору провідників.
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                                             де  Rx – невідомий опір провідника

                                                    Rm –  опір магазину опорів
                                                    l реохорд (шкала)


Основні характеристики приладів:

Точність шкали реохорда 0,05 поділки

Точність встановлення магазину опорів 1 Ом

Таблиці результатів вимірювань та розрахунків

№
Rm
l1
Rx
Rx
Rx

1
600
5,5
600
17
2,8

2
400
5,5
400
11
2,9

3
200
5,25
183
5
2,9

4
119
5,6
123
4
3,2

Обчислення шуканих величин за робочими формулами:
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Запис кінцевого результату
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